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(57) Hauptanspruch: Mikroskoptisch flir ein Mikroskopsys-
tem mit einer Lasereinrichtung zum Katapultieren von Ob-
jekten von einem Objekttragermittel in eine Auffangvorrich-
tung,

— mit einer Vertiefung (6) im Mikroskoptisch zur Aufnahme
des Objekttragermittels,

—wobei die Vertiefung (6) derart bemessen ist, dass sie zur
Aufnahme einer Standard-Mikrotiterplatte geeignet ist,

— wobei der Mikroskoptisch (1) einen neben der Vertiefung
(6) angeordneten Lochbereich (8) aufweist, der in eine Be-
obachtungsposition verfahrbar ist, in der die optische Ach-
se des Mikroskopsystems durch den Lochbereich (8) hin-
durch verlauft und der Lichtpfad zur Beobachtung von in die
Auffangvorrichtung katapultierten Objekten freigegeben ist.




DE 10 2004 022 484 B4 2007.12.20

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Mi-
kroskoptisch zur Verwendung mit verschiedenen Ty-
pen von Mikroskopen und einer Lasereinrichtung
zum Bearbeiten und/oder Separieren von biologi-
schen oder nichtbiologischen Objekten, sowie ein Mi-
kroskoptischsystem mit dem Mikroskoptisch und ei-
nem Einsatz zur Aufnahme von Objekttragermitteln.

[0002] Ein derartiger Mikroskoptisch ist aus der DE
100 37 203 C1 bekannt. Dieser Mikroskoptisch ist
universell fur verschiedene Arten von Mikroskopen
einsetzbar und weist eine Aufnahmevorrichtung zur
Aufnahme eines Objekttragers auf, welche vorzugs-
weise in Form eines auswechselbaren Einsatzes
ausgestaltet ist. Die Aufnahmevorrichtung schlief3t
dabei bindig mit einer oberen Begrenzungsflache
des Mikroskoptisches ab und weist eine Vertiefung
auf, in welche ein rechteckiger Objekttrager, z. B. ein
Glas-Objekttrager, eingesetzt werden kann.

[0003] Der Mikroskoptisch ist insbesondere geeig-
net fir ein Mikroskop, welches mit einer Lasereinrich-
tung gekoppelt ist, um einzelne auf dem Objekttrager
befindliche biologische und/oder nichtbiologische
Objekte bearbeiten und/oder separieren zu kénnen.
Eine derartige Lasereinrichtung ist in der Druckschrift
WO 97/29355 A1 beschrieben. Es wird dabei vorge-
schlagen, ein selektiertes, z. B. biologisches, Objekt
von der umgebenden biologischen Masse durch ei-
nen Laserstrahl abzutrennen, so dass das selektierte
biologische Objekt von der umgebenden biologi-
schen Masse freiprapariert ist. AnschlieRend wird
das biologische Objekt mit Hilfe eines Laserschusses
von dem Objekttrager zu einer Auffangvorrichtung
katapultiert, wobei es sich bei der Auffangvorrichtung
beispielsweise um ein Auffangsubstrat oder derglei-
chen handeln kann. Bei einer solchen Anordnung
kann beispielsweise das Objektiv des Mikroskops
oberhalb des Objekttragers angeordnet sein, wah-
rend die Lasereinrichtung unterhalb des Objekttra-
gers befindlich ist. Die Auffangvorrichtung kann der-
art ausgestaltet sein, dass sie in den Lichtpfad des
Mikroskops bzw. des Lasers verschoben werden
kann.

[0004] Die DE 82 20 792 U1 beschreibt einen Mikro-
skoptisch fur Durchlichtmikroskope, durch welchen
ein wechselseitiges Verwenden von Standard-Ob-
jekttragern und Zellkammern fiur Analysezwecke er-
moglicht wird. Es wird eine Anordnung beschrieben,
bei welcher Blutzdhlkammern in spezielle, in ihren
AuRenabmessungen auf die Standard-Objekttrager
abgestimmte Rahmen eingefasst sind. Durch eine
senkrecht zur optischen Achse bewegliche Abstu-
fung soll erreicht werden, dass der Tisch zwei aus-
tauschbare Auflagenhéhen besitzt, so dass die Di-
ckendifferenz der unterschiedlichen Arten von Ob-
jekttragern kompensiert werden kann und ein Nach-

fokussieren vermieden wird.

[0005] Die WO 03/096018 A2 beschreibt ein Kit zur
Assay-Entwicklung und fur Serienanalysen. Es wer-
den in einem Raster angeordnete Probenbehaltnisse
beschrieben, wobei das Raster kompatibel zu demje-
nigen von Standard-Mikrotiterplatten ist.

[0006] Die DE 196 16 216 A1 beschreibt ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Gewinnung von laser-
dissektierten Partikeln. GemaR dieser Veroffentli-
chung kann flr das Mikrodissektionsverfahren ein
aufrechtes Mikroskop verwendet werden, welches ei-
nen speziellen Mikroskoptisch aufweist. Der Mikros-
koptisch ist flr eine Verschiebung entlang von zwei
oder drei Achsen ausgelegt und mit einer Aufnahme-
vorrichtung fir Objekttrager oder Petrischalchen ver-
sehen.

[0007] Die US 6,118,582 beschreibt einen Objekt-
tragerhalter zur Aufnahme von einem oder mehreren
Mikroskopobjekttragern. Der Objekttragerhalter ist
als rechtwinkliger Rahmen ausgestaltet, dessen Au-
Renabmessungen einer Standard-Mikrotiterplatte
entsprechen.

[0008] Die DE 198 04 800 C2 beschreibt eine Vor-
richtung zur automatisierten Bergung planar ausge-
brachter Objekte von einem Objekttisch und zu deren
Transfer in nachgeordnete Reaktionstrager. Bei die-
ser Vorrichtung erfolgt eine Kontaktierung, Aufnahme
und Abgabe eines mikrodissektierten Objekts mittels
einer nadelférmigen Manipulatorsonde.

[0009] Fr mikrobiologische Praparationen
und/oder Untersuchungen werden in der Regel ver-
schiedene Arten von Objekttragermitteln eingesetzt.
Dabei kann es sich neben gewdhnlichen rechtecki-
gen Glas-Objekttragern auch um so genannte Mikro-
titerplatten handeln, wie z. B. in der WO 03/096018
A2 erwahnt. Bei einer Mikrotiterplatte handelt es sich
um ein Behaltersystem mit einer Vielzahl von Behal-
tern, welche in einer regelmafigen rechteckigen Git-
teranordnung angeordnet sind. Die typische Behal-
teranzahl einer Mikrotiterplatte betragt dabei 96 (8
Reihen a 12 Behalter), es sind jedoch auch Mikroti-
terplatten mit beispielsweise 6, 12, 24 oder 384 Be-
haltern bekannt. Unabhangig von der Anzahl der Be-
halter weisen die Mikrotiterplatten im Wesentlichen
identische laterale Abmessungen, d. h. eine im We-
sentlichen identische Lange und Breite, auf. Um die
Gestaltung von Mikrotiterplatten weiter zu vereinheit-
lichen und somit beispielsweise eine verbesserte
Kompatibilitat der Laboreinrichtungen verschiedener
Labors zu gewahrleisten, wurde kirzlich der so ge-
nannte ,ANSI/SBS 1-2004"-Standard definiert, so
dass eine einheitliche Richtlinie fir die Breite und
Lange von Mikrotiterplatten besteht. Gemal diesem
Standard weisen Standard-Mikrotiterplatten im We-
sentlichen rechteckige Form mit einer Breite von
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127,76 £ 0,5 mm und einer Lange von 85,48 + 0,5
mm auf. Die Behalter zur Aufnahme von Objekten
sind dabei innerhalb eines Bereichs mit einer Breite
von 114 mm und einer Lange von 76 mm angeordnet.
Zahlreiche in Labors verwendete Gerate sind speziell
fur die Aufnahme dieser Standard-Mikrotiterplatten
geeignet, z. B. Inkubatoren oder so genannte Stacks.

[0010] Ein Nachteil bei bisherigen Mikroskopti-
schen, speziell bei Verwendung im Zusammenhang
mit einer Lasereinrichtung zur Praparation und Sepa-
ration von biologischem oder nichtbiologischem Ma-
terial wie oben beschrieben, besteht darin, dass die-
se Mikroskoptische nicht an die Abmessungen von
Standard-Mikrotiterplatten angepasst sind. Dadurch
ist es zum einen erforderlich, Objekte auf fur den Mi-
kroskoptisch geeignete Objekttragermittel zu Gbertra-
gen, um an diesen Objekten entsprechende Prapara-
tionen oder Untersuchungen vornehmen zu kénnen.
Diese Objekttragermittel weisen von den Stan-
dard-Mikrotiterplatten abweichende Abmessungen
auf, so dass zum anderen diese Objekttragermittel
nicht zur Verwendung im Zusammenhang mit den
Geraten, welche an die Abmessungen von Stan-
dard-Mikrotiterplatten angepasst sind, verwendet
werden kénnen. Hierdurch ergibt sich ein erheblicher
Aufwand hinsichtlich der Ubertragung der biologi-
schen oder nichtbiologischen Objekte auf die Objekt-
tragermittel oder von den Objekttragermitteln.

[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, einen Mikroskoptisch bereitzustel-
len, welcher die oben beschriebenen Probleme I8st,
und welcher insbesondere ein vereinfachtes Bestu-
cken des Mikroskoptischs mit auf entsprechenden
Objekttragermitteln angeordneten biologischen oder
nichtbiologischen Objekten ermoglicht.

[0012] Diese Aufgabe wird geldst durch einen Mi-
kroskoptisch gemal Anspruch 1. Die abhangigen
Anspriche definieren bevorzugte und vorteilhafte
Ausfuhrungsformen der Erfindung.

[0013] Erfindungsgemal weist der Mikroskoptisch
eine Vertiefung zur Aufnahme mindestens eines Ob-
jekttragermittels auf. Die Vertiefung ist beispielsweise
in einer oberen Begrenzungsflache des Mikroskopti-
sches ausgebildet. Erfindungsgemal ist die Vertie-
fung derart bemessen, dass sie zur Aufnahme einer
Standard-Mikrotiterplatte geeignet ist. Hierfir weist
die Vertiefung in der Ebene des Mikroskoptisches
vorzugsweise einen rechteckigen Bereich mit einer
Lange von mindestens 86 mm und einer Breite von
mindestens 128,3 mm auf.

[0014] Bei dem erfindungsgemafen Mikroskoptisch
ist es moglich, Mikrotiterplatten direkt in den Mikros-
koptisch einzusetzen. Fur mikrobiologische Untersu-
chungen oder Praparationen befinden sich die ent-
sprechenden biologischen Objekte haufig ohnehin

bereits in Behaltern von Standard-Mikrotiterplatten.
Es kann somit vermieden werden, dass fiir die ge-
wlinschten Untersuchungen und/oder Praparationen
eine weitere Ubertragung der Objekte auf fiir den Mi-
kroskoptisch geeignete Objekttragermittel erforder-
lich ist. Es ist jedoch auch mdglich, von den Stan-
dard-Mikrotiterplatten abweichende Objekttragermit-
tel einzusetzen, solange deren Abmessungen nicht
diejenigen einer Standard-Mikrotiterplatte Uberstei-
gen. Hierdurch ist der erfindungsgemafe Mikroskop-
tisch fur eine Vielzahl verschiedenartiger Objekttra-
germittel geeignet.

[0015] Der Mikroskoptisch umfasst vorzugsweise
Haltemittel, welche dazu geeignet sind, das in die
Vertiefung eingesetzte Objekttragermittel durch
Klemmung in der Vertiefung zu halten und auszurich-
ten. Die auf Klemmung basierenden Haltemittel kon-
nen dabei gleichzeitig ein Halten des Objekttrager-
mittels und dessen Ausrichtung bezlglich des Mikro-
skoptisches gewahrleisten.

[0016] Die Klemmung des Objekttragermittels er-
folgt dabei vorzugsweise seitlich beziiglich der Sei-
tenwande der Vertiefung, so dass die entsprechend
ausgestalteten Haltemittel auf einfache Weise die zu-
verlassige Halterung und Ausrichtung des Objekttra-
germittels ermoglichen.

[0017] Der Mikroskoptisch ist vorzugsweise entlang
einer Langsrichtung und entlang einer Breitenrich-
tung verfahrbar ausgestattet, wobei ein maximaler
Verfahrweg des Mikroskoptisches entlang der Langs-
richtung mindestens der Lange des zur Aufnahme
von Objekten nutzbaren Bereichs einer Standard-Mi-
krotiterplatte entspricht und ein maximaler Verfahr-
weg des Mikroskoptisches in der Breitenrichtung
mindestens der Breite dieses zur Aufnahme von Ob-
jekten nutzbaren Bereichs entspricht. Diese Verfahr-
wege gewahrleisten, dass jedes Objekt auf dem in
die Vertiefung eingesetzten Objekttragermittel zu ei-
nem bestimmten Punkt in der Ebene des Mikroskop-
tisches verfahren werden kann, so dass, wenn dieser
bestimmte Punkt z. B. durch die optische Achse des
Mikroskops definiert ist, jedes in oder auf dem Ob-
jekttragermittel befindliche Objekt in die optische
Achse des Mikroskops verfahren werden kann. Auf
diese Weise ist eine Untersuchung oder Praparation
von Objekten Uber die gesamte zur Aufnahme von
Objekten nutzbare Ausdehnung des Objekttragermit-
tels mdglich.

[0018] Es ist darliber hinaus besonders vorteilhaft,
wenn der Mikroskoptisch bzw. die darin ausgebildete
Vertiefung in eine Beladeposition verfahren werden
kann. Die Beladeposition ist vorzugsweise bezliglich
mindestens einer der Verfahrrichtungen, z. B. der
Breitenrichtung, nahe dem maximalen Verfahrweg
des Mikroskoptisches angeordnet. Dies bedeutet,
dass in der Beladeposition sich das gesamte Objekt-
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tragermittel auRerhalb der optischen Achse des Mi-
kroskops befinden kann, so dass eine Entnahme des
Objekttragermittels oder ein Einsetzen des Objekttra-
germittels nicht durch Komponenten des Mikroskops,
beispielsweise ein Objektiv oder einen Kondensor
des Mikroskops, behindert wird.

[0019] Es ist dabei weiterhin vorteilhaft, die Halte-
mittel des Mikroskoptisches derart auszugestalten,
dass die Klemmung des Objekttragermittels in der
Beladeposition automatisch geldst wird. Umgekehrt
erfolgt somit beim Verfahren des Mikroskoptisches
aus der Beladeposition in eine Arbeitsposition, d. h. in
die optische Achse oder den Lichtpfad des Mikros-
kops, eine automatische Halterung und Ausrichtung
des Objekttragermittels durch Klemmung. Durch die-
se Kopplung der Haltemittel mit der Position des Mi-
kroskoptisches kann in der Beladeposition das Ein-
setzen des Objekttragermittels bzw. dessen Entnah-
me kraftlos erfolgen, wodurch diese Vorgange deut-
lich vereinfacht werden.

[0020] Vorzugsweise ist innerhalb der Vertiefung
zur Aufnahme des Objekttragermittels ein Lochbe-
reich ausgebildet, so dass sowohl von oberhalb des
Mikroskoptisches als auch von unterhalb des Mikros-
koptisches ein optischer Zugang zu dem in die Vertie-
fung eingesetzten Objekttragermittel besteht. Hier-
durch wird gewahrleistet, dass der Mikroskoptisch
auch bei Anordnungen, welche optische Komponen-
ten sowohl oberhalb des Mikroskoptisches als auch
unterhalb des Mikroskoptisches vorsehen, verwen-
det werden kann. Beispielsweise kann oberhalb des
Mikroskoptisches ein Objektiv zur Beobachtung von
Objekten auf dem Objekttragermittel angeordnet
sein, wahrend unterhalb des Mikroskoptisches eine
Lichtquelle des Mikroskops und/oder eine Laserein-
richtung zum Manipulieren der Objekte angeordnet
ist.

[0021] Die Vertiefung ist dabei vorzugsweise als
Lochbereich in einem plattenférmigen Teil des Mikro-
skoptisches ausgebildet, wobei an Randern des
Lochbereichs Vorspriinge ausgebildet sind, welche
die Vertiefung zu einer Seite des plattenférmigen
Teils hin, vorzugsweise nach unten, begrenzen. Das
Objekttragermittel kann somit in den Lochbereich
eingesetzt werden, wobei die Vorspriinge einen An-
schlag bilden, welcher verhindert, dass das Objekt-
tragermittel vollstandig durch den Lochbereich hin-
durchgefiihrt wird. Das Objekttragermittel wird somit
seitlich durch die Seitenwande der Vertiefung und in
einer vertikalen Richtung senkrecht zur Ebene des
Mikroskoptisches durch die Vorspriinge in seiner Po-
sition gehalten. Die Vorspriinge weisen dabei vor-
zugsweise eine im Vergleich zu der Ausdehnung des
Lochbereichs geringe Ausdehnung auf, so dass nur
ein geringer Anteil des Objekttragermittels durch die
Vorspriinge verdeckt wird.

[0022] Der Mikroskoptisch weist erfindungsgemaf
einen neben der Vertiefung angeordneten weiteren
Lochbereich auf. Dabei sind die Verfahrwege des Mi-
kroskoptisches derart ausgestaltet, dass der neben
der Vertiefung angeordnete Lochbereich in eine Beo-
bachtungsposition gebracht werden kann, in welcher
die optische Achse des Mikroskops, welches mit dem
Mikroskoptisch versehen ist, durch diesen Lochbe-
reich verlauft. Der neben der Vertiefung angeordnete
Lochbereich dient dazu, einen Lichtpfad zur Beob-
achtung von nicht auf dem Mikroskoptisch angeord-
neten Objekten freizugeben. Bei diesen Objekten
kann es sich insbesondere um Objekte in einer Auf-
fangvorrichtung handeln, in welche die Objekte von
dem Objekttragermittel aus mittels eines Laserschus-
ses beférdert worden sind. Bei einem Mikroskopsys-
tem, welches mit einer Lasereinrichtung versehen ist,
um Objekte von dem Objekttragermittel aus in eine
Auffangvorrichtung zu katapultieren, ist es win-
schenswert, nach dem Katapultieren zu kontrollieren,
ob das Objekt auch an die gewiinschte Position kata-
pultiert worden ist. Hierflr ist es erforderlich, die Auf-
fangvorrichtung in dem Lichtpfad anzuordnen, wobei
sich jedoch bei einem herkémmlichen Mikroskoptisch
dann das Objekttragermittel ebenfalls in dem Licht-
pfad befindet. Um den Lichtpfad fiir Uberpriifungs-
zwecke freizugeben ist es bei einem herkdmmlichen
Mikroskoptisch somit erforderlich, das Objekttrager-
mittel zu entfernen.

[0023] Durch den zusatzlichen Lochbereich, wel-
cher in dem Mikroskoptisch ausgebildet ist, kann das
Objekttragermittel aus dem Lichtpfad herausbewegt
werden und der Lichtpfad freigegeben werden, ohne
dass es hierfir erforderlich ist, das Objekttragermittel
aus dem Lichtpfad zu entfernen. Dieser Lochbereich
verbessert somit erheblich die Mdglichkeiten zur
Uberpriifung, ob ein Objekt erfolgreich an eine ge-
wlnschte Position katapultiert worden ist. Dieses
Merkmal ist besonders vorteilhaft im Zusammenhang
mit einem erfindungsgemaflen Mikroskoptisch, wel-
cher die beschriebene Vertiefung aufweist, die zur
Aufnahme einer Standard-Mikrotiterplatte geeignet
ist. Der zusatzliche Lochbereich ist jedoch auch bei
anderen Mikroskoptischen von Vorteil, welche abwei-
chend gestaltete Mittel zur Aufnahme von Objekttra-
germitteln aufweisen.

[0024] Gemal der vorliegenden Erfindung betragt
der Verfahrweg des Mikroskoptisches vorzugsweise
mindestens 161 mm entlang der Breitenrichtung und
mindestens 76 mm entlang der Langsrichtung. Hier-
durch werden die oben genannten Anforderungen an
die Verfahrwege erfilllt.

[0025] An dem Rand der Vertiefung ist vorzugswei-
se mindestens ein Ausnahmebereich ausgebildet,
welcher es erleichtert, das Objekttragermittel in die
Vertiefung einzusetzen bzw. aus dieser zu entneh-
men. Insbesondere kénnen auch mehrere solche
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Ausnahmebereiche vorgesehen sein. In diesen Aus-
nahmebereichen weist die Vertiefung eine von der
aulleren Gestalt des Objekttragermittels abweichen-
de Form auf, so dass die seitlichen Kanten des Ob-
jekttragermittels, welches in die Vertiefung eingesetzt
ist, freiliegen. In den Ausnahmebereichen ist es somit
moglich, das Objekttragermittel an seinen aufleren
Kanten zu greifen. Besonders vorteilhaft ist es, wenn
die Tiefe der Ausnahmebereiche grofer ist als die
Tiefe der Vertiefung, so dass in den Ausnahmeberei-
chen, z. B. mittels eines entsprechenden Werkzeugs,
auch unter das Objekttragermittel gegriffen werden
kann. Die an den Randern der Vertiefung ausgebilde-
ten Ausnahmebereiche erleichtern somit deutlich das
Einsetzen bzw. die Entnahme des Objekttragermit-
tels aus der Vertiefung.

[0026] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Mikros-
koptischsystem mit einem erfindungsgemalen Mi-
kroskoptisch und einem Einsatz zur Aufnahme min-
destens eines Objekttragermittels. Der Einsatz weist
eine im Wesentlichen rechteckige Form mit einer
Breite und einer Lange auf, welche der Breite bzw.
Lange einer Standard-Mikrotiterplatte entsprechen.
Die Lange betragt dabei vorzugsweise 85,5 mm und
die Breite 127,8 mm.

[0027] Der Einsatz ist somit derart ausgestaltet,
dass seine aullere Formgebung und seine Abmes-
sungen denen einer Standard-Mikrotiterplatte ent-
sprechen. Insbesondere ist der Einsatz hierdurch in
die Vertiefung des erfindungsgemalfen Mikroskopti-
sches einsetzbar. Mittels des erfindungsgemafen
Einsatzes ist es moglich, weitere Typen von Objekt-
tragermittel in den Mikroskoptisch einzusetzen, wel-
che von einer Standard-Mikrotiterplatte abweichende
Formen bzw. Abmessungen aufweisen. Bei solchen
Objekttragermitteln kann es sich insbesondere um
Glas-Objekttrager gemaf DIN ISO 8037-1 oder um
eine Petri-Schale handeln. Weiterhin ist der Einsatz,
da er in seinen Abmessungen und in seiner Formge-
bung einer Standard-Mikrotiterplatte entspricht, mit
einer Vielzahl von an Standard-Mikrotiterplatten an-
gepassten Geraten, z. B. Inkubatoren oder Stacks,
verwendbar, so dass mittels des erfindungsgemaflen
Einsatzes eine Vielzahl von verschiedenen Objekttra-
germitteln im Zusammenhang mit diesen Geréten
eingesetzt werden kann.

[0028] Der Einsatz weist vorzugsweise Haltemittel
zum Halten des mindestens einen Objekttragermit-
tels in dem Einsatz auf. Bei diesen Haltemitteln kann
es sich insbesondere um Haltemittel handeln, welche
fur ein Halten des Objekttragermittels durch Klem-
mung ausgestaltet sind. Die Klemmung gewahrleistet
eine schnelle und zuverlassige Befestigung des Ob-
jekttragermittels oder der Objekttragermittel in dem
Einsatz.

[0029] Der Einsatz weist vorzugsweise mindestens

eine Vertiefung auf, welche zur Aufnahme mindes-
tens eines Objekttragermittels geeignet ist. Der Ein-
satz kann insbesondere zur Aufnahme mehrerer Ob-
jekttragermittel ausgestaltet sein, wobei fiir jedes der
Objekttragermittel eine Vertiefung vorgesehen sein
kann oder mehrere Objekttragermittel in einer ge-
meinsamen Vertiefung angeordnet sein kdnnen.

[0030] Die Klemmung des Objekttragermittels in
dem Einsatz erfolgt dabei vorzugsweise seitlich be-
ziglich der Seitenwande der mindestens einen Ver-
tiefung des Einsatzes. Hierdurch wird durch die Hal-
temittel auf einfache Weise gleichzeitig die Halterung
und Ausrichtung des Objekttragermittels in dem Ein-
satz ermdglicht.

[0031] Die mindestens eine Vertiefung des Einsat-
zes weist vorzugsweise einen Bereich auf, welcher in
seiner Formgebung im Wesentlichen der Gestalt des
aufzunehmenden Objekttragermittels entspricht, d. h.
einen rechteckigen Bereich fiir rechteckige Objekttra-
germittel, z. B. in Form von Glas-Objekttragern, oder
einen kreisférmigen Bereich fur runde Objekttrager-
mittel, z. B. in Form einer Petri-Schale.

[0032] Die laterale Ausdehnung, d. h. Ausdehnung
in der Ebene des Einsatzes, dieses Bereichs der Ver-
tiefung entspricht dabei mindestens derjenigen des
aufzunehmenden Objekttragermittels. Die Ausdeh-
nung kann auch ein ganzzahliges Vielfaches derjeni-
gen des Objekttragermittels betragen, so dass bei-
spielsweise mehrere Glas-Objekttrager nebeneinan-
der entlang der Breitenrichtung des Einsatzes ange-
ordnet werden kénnen.

[0033] Um einen freien Zugang zu dem Objekttra-
germittel oder den Objekttragermitteln sowohl von
oben als auch von unten zu ermdglichen, ist in dem
Einsatz vorzugsweise ein Lochbereich ausgebildet.
Wie bereits oben fiir die Vertiefung des Mikroskopti-
sches erlautert, ist es vorteilhaft, die Vertiefung oder
die Vertiefungen des Einsatzes als Lochbereich aus-
zugestalten, wobei an den Réndern des Lochbe-
reichs Vorspriinge ausgebildet sind, welche die Ver-
tiefung zu einer Seite des Einsatzes hin, vorzugswei-
se nach unten, begrenzen.

[0034] Der Einsatz ist zum Einsetzen in die Vertie-
fung des erfindungsgemafien Mikroskoptisches aus-
gestaltet. Hierdurch kann der erfindungsgemafe Mi-
kroskoptisch mit einer Vielzahl verschiedener Objekt-
tragermittel verwendet werden.

[0035] Die vorliegende Erfindung bietet den Vorteil,
dass das Bestlicken eines Mikroskops mit zu unter-
suchenden oder praparierenden Objekten deutlich
vereinfacht wird. Insbesondere kann fur Objekte, wel-
che bereits in oder auf einem Objekttragermittel be-
findlich sind, das die Ausmale einer Standard-Mikro-
titerplatte aufweist, darauf verzichtet werden, diese
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Objekte auf ein anderes Objekttragermittel zu Uber-
tragen. Das Einsetzen und die Entnahme des Objekt-
tragermittels wird deutlich vereinfacht. Im Zusam-
menhang mit dem Einsatz ist es bei dem erfindungs-
gemalen Mikroskoptisch moglich, eine Vielzahl ver-
schiedener Objekttragermittel zu verwenden. So kon-
nen neben Mikrotiterplatten auch Glas-Objekttrager
oder Petri-Schalen zum Einsatz kommen. Im Falle
von Objekttragermitteln, welche eine geringere Aus-
dehnung aufweisen als eine Standard-Mikrotiterplat-
te, kdnnen mittels des Einsatzes auch mehrere Ob-
jekttragermittel gleichzeitig in den Mikroskoptisch
eingesetzt werden. Fir nahezu jedes beliebige Ob-
jekttragermittel, welches die Abmessungen einer
Standard-Mikrotiterplatte nicht Uberschreitet, kann
ein entsprechender Einsatz gefertigt werden. Die
Einsatze sind sehr leicht wechselbar und sind mit ei-
ner Vielzahl von Geraten kompatibel, welche an die
Abmessungen von Standard-Mikrotiterplatten ange-
passt sind. Der gesamte zur Aufnahme von Objekten
nutzbare Bereich eines Objekttragermittels mit den
Ausmalen einer Standard-Mikrotiterplatte ist zur Un-
tersuchung oder Praparation zuganglich. Durch den
zusatzlichen Lochbereich in dem Mikroskoptisch wird
das Beobachten von in einem Auffangbehalter aufge-
fangenen Objekten ermdglicht bzw. deutlich verein-
facht.

[0036] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefligten Zeichnungen anhand ei-
nes bevorzugten Ausfihrungsbeispiels naher erlau-
tert.

[0037] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Mikroskoptisches gemaR einem Ausflihrungsbeispiel
der Erfindung;

[0038] Fig. 2 ist eine Seitenansicht des Mikroskopti-
sches von Eig. 1 entlang einer Breitenrichtung;

[0039] Fig. 3 ist eine Draufsicht des Mikroskopti-
sches von Fig. 1, wobei eine obere Platte des Mikro-
skoptisches durchsichtig dargestellt ist.

[0040] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Spannhebels von Haltemitteln des Mikroskopti-
sches von Fig. 1;

[0041] Fig. 5 ist eine Unteransicht des Mikroskopti-
sches von Fig. 1, wobei eine Unterplatte des Mikros-
koptisches durchsichtig dargestellt ist;

[0042] Fig. 6 ist eine Draufsicht der Oberplatte des
Mikroskoptisches von Fig. 1;

[0043] Fig.7 zeigt eine alternative Ausflihrungs-
form der Vertiefung in der Oberplatte von Fig. 6;

[0044] Fig. 8 zeigt schematisch in einer Schnittan-
sicht Vorspriinge und Ausnehmungen, welche am

Rand der Vertiefung des Mikroskoptisches ausgebil-
det sind;

[0045] Fig.9 zeigt eine perspektivische Unteran-
sicht der Oberplatte des Mikroskoptisches;

[0046] Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Einsatzes gemal einem Ausflihrungsbeispiel
der Erfindung;

[0047] Fig. 11A ist eine vertikale Schnittansicht des
Einsatzes von Fig. 10 entlang einer Breitenrichtung
des Einsatzes;

[0048] Fig. 11B ist eine Draufsicht des Einsatzes
von Fig. 9;

[0049] Fig. 11C zeigt beispielhaft in einer Schnittan-
sicht Vorspriinge, welche in einem Lochbereich des
Einsatzes von Fig. 10 ausgebildet sind;

[0050] Fig. 12A und Fig. 12B zeigen eine Seitenan-
sicht bzw. eine Draufsicht von Haltemitteln des Ein-
satzes von Fig. 10;

[0051] Fig. 13 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Einsatzes gemafl einem weiteren Ausfihrungs-
beispiel der Erfindung;

[0052] Fig. 14 zeigt eine Draufsicht des Einsatzes
von Fig. 13;

[0053] Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Einsatzes gemafll einem weiteren Ausfihrungs-
beispiel der Erfindung;

[0054] Fig. 16 zeigt eine Draufsicht des Einsatzes
von Fig. 15.

[0055] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Mikroskoptisches 1. Der Mikroskoptisch 1 umfasst
eine Oberplatte 10, eine Mittelplatte 20 und eine Un-
terplatte 30. Die Unterplatte 30 ist zur Befestigung an
einem Tisch oder Stativ eines Mikroskops ausgestal-
tet. Die Mittelplatte 20 ist schlittenartig auf der Unter-
platte 30 befestigt, so dass sie entlang einer Breiten-
richtung bezuglich der Unterplatte 30 verschiebbar
ist. Die Oberplatte 10 ist wiederum schlittenartig auf
der Mittelplatte 20 gelagert, so dass sie entlang einer
Langsrichtung bezuglich der Mittelplatte 20 und der
Unterplatte 30 verschiebbar ist.

[0056] Der Mikroskoptisch 1 ist vorzugsweise aus
Metall, z. B. Aluminium, gefertigt, wobei es jedoch
auch méglich ist, einzelne Komponenten des Mikros-
koptisches 1 aus Kunststoff zu fertigen.

[0057] Die Breitenrichtung ist in Eig. 1 durch einen
mit x bezeichneten Pfeil angedeutet, und die Langs-
richtung ist in Eig. 1 durch einen mit y bezeichneten
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Pfeil angedeutet.

[0058] Fur jede der mdglichen Verschieberichtun-
gen ist der Mikroskoptisch 1 mit einem Gewindetrieb
versehen (in Fig. 1 nicht dargestellt), welcher jeweils
durch einen Schrittmotor 42, 42' angetrieben wird.
Der Mikroskoptisch 1 ist somit entlang der Langsrich-
tung und entlang der Breitenrichtung verfahrbar aus-
gestaltet. Zur Positionserfassung des Mikroskopti-
sches 1 sind Positionssensoren (in Fig. 1 nicht dar-
gestellt) vorgesehen. Der Mikroskoptisch ist mit ei-
nem Steueranschluss versehen, Uber welchen er zur
gesteuerten Positionierung mit einer Steuereinheit
verbunden werden kann.

[0059] Wie es aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist in der
Oberplatte 10 des Mikroskoptisches 1 eine Vertie-
fung 6 ausgebildet, welche einen im Wesentlichen
rechteckigen Bereich umfasst. Der rechteckige Be-
reich ist dabei derart bemessen, dass er zur Aufnah-
me einer Standard-Mikrotiterplatte geeignet ist. Hier-
fur weist der rechteckige Bereich insbesondere eine
Breite von 129 mm und eine Lange von 87 mm auf,
so dass eine Standard-Mikrotiterplatte mit rechtecki-
ger Form, welche dem Standard ANSI/SBS 1-2004
genugt, mit geringem Spiel in den rechteckigen Be-
reich der Vertiefung 6 eingesetzt werden kann.

[0060] Aus Fig. 1 ist weiterhin erkennbar, dass die
Vertiefung 6 als Lochbereich in der Oberplatte 10
ausgebildet ist. Die Mittelplatte 20 und die Unterplatte
30 umfassen ebenfalls Lochbereiche, so dass sich
fur den gesamten Mikroskoptisch 1 ein durchgangi-
ger Lochbereich 4 ergibt. Der durchgangige Lochbe-
reich 4 des Mikroskoptisches 1 ermdglicht einen
durchgangigen Lichtpfad fiir eine Mikroskopoptik,
welche Komponenten aufweist, die sowohl oberhalb
als auch unterhalb des Mikroskoptisches 1 angeord-
net sind. Insbesondere kann oberhalb oder unterhalb
des Mikroskoptisches 1 auch eine Lasereinrichtung
angeordnet sein, mit welcher biologische oder nicht-
biologische Objekte auf Objekttragermitteln, die in
der Vertiefung 6 angeordnet sind, in eine Auffangvor-
richtung katapultiert werden kénnen.

[0061] Die Lochbereiche der Mittelplatte 20 und Un-
terplatte 30 sind dabei derart ausgestaltet und be-
messen, dass sich fir jeden Punkt in der Ebene der
Vertiefung 6, welcher durch Verfahren des Mikros-
koptisches 1 in die optische Achse des Mikroskops
gebracht werden kann, ein durchgéangiger Lichtpfad
durch den Lochbereich 4 ergibt.

[0062] Neben der Vertiefung 6 ist in der Oberplatte
10 ein weiterer Lochbereich 8 ausgebildet, welcher
durch Verfahren des Mikroskoptisches 1 beziglich
der Mittelplatte 20 und der Unterplatte 30 so positio-
niert werden kann, dass sich wiederum ein durchgan-
giger Lichtpfad ergibt. Im Gegensatz zu der Vertie-
fung 6 ist der weitere Lochbereich 8 jedoch nicht zur

Aufnahme eines Objekttragermittels vorgesehen, so
dass der durchgangige Lichtpfad durch den weiteren
Lochbereich 8 zu Beobachtungszwecken verwendet
werden kann. Insbesondere kénnen mit Hilfe des
weiteren Lochbereichs 8 Objekte beobachtet wer-
den, welche mittels einer Lasereinrichtung von Ob-
jekttragermitteln, welche in der Vertiefung 6 angeord-
net sind, in eine Auffangvorrichtung katapultiert wor-
den sind. Die Auffangvorrichtung kann beispielswei-
se oberhalb des Mikroskoptisches angeordnet sein,
so dass durch Verfahren des Mikroskoptisches ein
durchgangiger Lichtpfad durch den Lochbereich 8
bereitgestellt werden kann, welcher die Beobachtung
von Objekten in der Auffangvorrichtung ermoglicht.

[0063] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Mikros-
koptisches 1, welche die Anordnung der Oberplatte
10, der Mittelplatte 20 und der Unterplatte 30 verdeut-
licht. Insbesondere ist erkennbar, dass die obere Be-
grenzungsflache des Mikroskoptisches 1 durch die
obere Begrenzungsflache der Oberplatte 10 gebildet
ist, so dass sich eine flache Tischebene ergibt, wobei
keine Komponente des Mikroskoptisches tber die Ti-
schebene hinausragt. Somit sind keine Aufbauten
oder hervorstehenden Elemente des Mikroskopti-
sches 1 vorhanden, welche beim Verfahren mit Kom-
ponenten des Mikroskops, beispielsweise einem Ob-
jektiv des Mikroskops, in Kontakt kommen kénnten,
wodurch die Verfahrbarkeit des Mikroskoptisches 1
eingeschrankt wirde.

[0064] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht des Mikroskopti-
sches 1, wobei die Oberplatte 10 mittels einer strich-
punktierten Linie durchsichtig dargestellt ist. Hier-
durch sind in Fig. 3 der Lochbereich 26 der Mittelplat-
te 20 sowie ausschnittsweise der Lochbereich 36 der
Unterplatte 30 erkennbar. Der Lochbereich 26 der
Mittelplatte 20 weist eine gegeniber dem Lochbe-
reich 36 in der Unterplatte 30 vergroRerte Breite auf,
so dass sich beim Verfahren der Mittelplatte 20 be-
ziuglich der Unterplatte 30 stets ein durchgangiger
Lichtpfad durch die Lochbereiche der Mittelplatte 20
und der Unterplatte 30 ergibt.

[0065] Weiterhin sind in Fig. 3 entlang der Langs-
richtung angeordnete Schienenmittel 22 erkennbar,
welche auf der Mittelplatte 20 angebracht sind, und
auf denen die Oberplatte 10 verschiebbar gelagert
ist.

[0066] Die Bezugszeichen 44, 46 und 48 bezeich-
nen Elemente eines Verfahrantriebs zum Verfahren
der Oberplatte 10 bezliglich der Mittelplatte 20 ent-
lang der Langsrichtung. Der Verfahrantrieb basiert
auf einem Gewindetrieb 44, auf welchen ein Spindel-
gewindegehduse 48 aufgesetzt ist. Der Gewindetrieb
44 ist dabei durch Lagermittel 46 an der Mittelplatte
20 gelagert, wobei das Spindelmuttergehduse 48
Uber einen Mithehmer mit der Oberplatte 10 verbun-
den ist. Somit wird durch Rotation des Gewindetriebs
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44 die Oberplatte 10 bezliglich der Mittelplatte 20 ent-
lang der Langsrichtung verfahren.

[0067] Wie es aus Fig. 3 ersichtlich ist, ist der Mikro-
skoptisch 1 mit Haltemitteln 50 ausgestattet, welche
dazu geeignet sind, ein in die Vertiefung 6 der Ober-
platte 10 eingesetzte Objekttragermittel durch Klem-
mung in der Vertiefung 6 zu halten. Die Haltemittel 50
umfassen einen Spannhebel 52, welcher an einem
Lagerpunkt 51 drehbar an der Oberplatte 10 gelagert
ist. Der Spannhebel 52 ist an einem Ende mit einem
Federmittel 54 in Form einer Zugfeder verbunden.
Das Federmittel 54 ist an einem Ende mit dem
Spannhebel 52 und an dem anderen Ende mit einem
fest an der Oberplatte 10 angeordneten Lagerpunkt
56 verbunden. Der Spannhebel 52 ist derart positio-
niert, dass sein anderes Ende, welches nicht mit dem
Federmittel 54 verbunden ist, an einer Ecke der Ver-
tiefung 6 seitlich in diese hineinragt. Durch Drehen
des Spannhebels 52 gegen die Federkraft des Feder-
mittels 54 bewegt sich das Ende des Spannhebels 52
seitlich aus der Vertiefung 6 heraus. In dieser Positi-
on des Spannhebels 52 kann ein Objekttragermittel
kraftlos in die Vertiefung 6 eingesetzt werden. Wenn
sich hiernach der Spannhebel 52 durch die Feder-
kraft des Federmittels 54 in Richtung seiner ur-
springlichen Position zuriickbewegt, wird das Ob-
jekttragermittel in der Vertiefung 6 seitlich zwischen
dem Spannhebel 52 und Seitenwanden der Vertie-
fung 6 eingeklemmt. Durch die Klemmung wird das
Objekttragermittel in der Vertiefung 6 gehalten und
gleichzeitig in dieser ausgerichtet.

[0068] An den Seitenwanden der Vertiefung 6, wel-
che den Haltemitteln 50 gegenuberliegen, sind Stifte
9 angebracht, welche seitlich in die Vertiefung 6 hin-
einragen und somit definierte Kontaktpunkte zur seit-
lichen Klemmung des Objekttragermittels ausbilden.
Hierdurch wird eine verbesserte Halterung und Aus-
richtung des Objekttragermittels in der Vertiefung 6
ermdglicht.

[0069] Fig. 4 zeigt den Spannhebel 52 der Haltemit-
tel 50. Der Spannhebel 52 weist eine zweifach abge-
winkelte Form auf, wobei der Lagerpunkt 51 zur dreh-
baren Lagerung des Spannhebels an der Oberplatte
10 im Scheitelpunkt eines der Winkel angeordnet ist.
Der Spannhebel 52 weist im Wesentlichen die Form
einer Platte auf, wobei die Dicke der Platte an Enden
52A, 52B des Spannhebels 52 vergroRert ist. Spezi-
ell ist die Dicke des Spannhebels 52 an einem ersten
Ende 52A derart vergrof3ert, dass sich eine Stufe er-
gibt, welche im eingebauten Zustand des Spannhe-
bels 52 in Richtung der Mittelplatte 20 bzw. Unterplat-
te 30 gerichtet ist. An dem zweiten Ende 52B des
Spannhebels 52 ist die Verdickung derart ausgebil-
det, dass sich eine Stufe ergibt, welche im eingebau-
ten Zustand des Spannhebels 52 in Richtung der
Oberplatte 10 gerichtet ist.

[0070] Die Verdickung an dem zweiten Ende 52B
des Spannhebels 52 gewahrleistet, dass der Spann-
hebel 52, welcher auf der Unterseite der Oberplatte
10 angebracht ist, mit seinem zweiten Ende 52B in
geeigneter Weise seitlich in die Vertiefung 6 der
Oberplatte 10 hineinragen kann. Durch die Verdi-
ckung an dem Ende 52B wird eine vergrofierte Kon-
taktflache zwischen dem eingeklemmten Objekttra-
germittel und dem Spannhebel 52 erreicht, und somit
eine verbesserte Klemmwirkung erzielt.

[0071] Die Verdickung an dem ersten Ende 52A des
Spannhebels 52 erstreckt sich im eingebauten Zu-
stand des Spannhebels 52 in Richtung der Mittelplat-
te 20 und der Unterplatte 30 des Mikroskoptisches 1.
Die Starke der Verdickung an dem ersten Ende 52A
ist derart gewahlt, dass wenn der Mikroskoptisch in
eine Beladeposition verfahren wird, dieses verdickte
Ende mit einer Struktur der Mittelplatte 20 bzw. der
Unterplatte 30 in Kontakt kommt und dadurch der
Spannhebel gegen die Federkraft des Federmittels
54 gedreht wird, wodurch die Klemmung des Objekt-
tragermittels in der Vertiefung 6 gel6st wird. Bei einer
solchen Struktur der Mittelplatte 20 bzw. der Unter-
platte 30 kann es sich beispielsweise um eine Kante
der darin ausgebildeten Lochbereiche 26, 36 handeln
oder um ein eigens zu diesem Zweck vorgesehnes
Entriegelungsteil handeln.

[0072] Ein solches Entriegelungsteil ist in Eig. 3 mit
dem Bezugszeichen 55 bezeichnet und bewirkt, dass
wenn die Oberplatte 10 bezlglich der Mittelplatte 20
in eine nahe des maximalen Verfahrweges der Ober-
platte 10 beziiglich der Mittelplatte 20 gelegenen Po-
sition verfahren wird, der Spannhebel 52 in Kontakt
mit dem Entriegelungsteil 55 gerat, wodurch der
Spannhebel 52 gegen die Federkraft 54 gedreht und
die Klemmung des Objekttragermittels in der Vertie-
fung 6 geldst wird. Die Beladeposition befindet sich
somit bezulglich des Verfahrweges des Mikroskopti-
sches 1 in der Langsrichtung nahe des maximalen
Verfahrwegs und die Vertiefung 6 ist somit maximal
aus der Position, in welcher sich die optische Achse
des Mikroskops befindet, hinausbewegt. Hierdurch
wird ein Entnehmen des Objekttragermittels aus der
Vertiefung 6 bzw. ein Einsetzen des Objekttragermit-
tels in die Vertiefung 6 vereinfacht, da sich beispiels-
weise das Objektiv oder der Kondensor des Mikros-
kops in einer ausreichenden Entfernung befindet.

[0073] Fig.5 zeigt eine Unteransicht des Mikros-
koptisches 1, wobei die Unterplatte 30 durch eine
strickpunktierte Linie durchsichtig dargestellt ist. In
Fig. 5 ist erkennbar, dass der Lochbereich 36 der Un-
terplatte 30 mit einer groReren Lange ausgebildet ist
als die Lochbereiche der Oberplatte 10 und der Mit-
telplatte 20. Hierdurch wird wiederum gewabhrleistet,
dass fir jede Position in der Ebene der Vertiefung 6
in der Oberplatte 10, welche in die optische Achse
des Mikroskops verfahren wird, ein durchgéngiger
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Lichtpfad durch den Mikroskoptisch 1 gewahrleistet
ist.

[0074] In Fig. 5 ist erkennbar, dass die Mittelplatte
20 durch Schienenmittel 32 verschiebbar an der Un-
terplatte 30 befestigt ist. In diesem Fall sind die
Schienenmittel 32 jedoch entlang der Breitenrichtung
angeordnet. Ein Verfahrantrieb zum Verschieben der
Mittelplatte 20 beztiglich der Unterplatte 30 ist ahnlich
gestaltet wie der zuvor beschriebene Verfahrantrieb
und umfasst einen Gewindetrieb 44' und ein Spindel-
muttergehause 48'. In diesem Fall ist jedoch der Ge-
windetrieb 44' durch Lagermittel 46' an der Unterplat-
te 30 des Mikroskoptisches 1 gelagert und das auf
den Gewindetrieb 44" aufgesetzte Spindelmutterge-
hause 48' ist Uber einen Mithehmer mit der Mittelplat-
te 20 verbunden.

[0075] Weiterhin ist aus Fig. 5 erkennbar, dass an
der Unterseite des Mikroskoptisches 1 Adapterplat-
ten 34 angebracht sind, welche dazu dienen, den Mi-
kroskoptisch 1 an einem Tisch oder Stativ von Mikro-
skopen unterschiedlicher Bauart anzubringen. Die
Adapterplatten 34 weisen dabei Mittel zur Befesti-
gung an dem Tisch bzw. Stativ auf und Befestigungs-
mittel zur Befestigung an der Unterplatte 30 des Mi-
kroskoptisches. Die Adapterplatten 34 kénnen auf
einfache Weise an der Unterplatte 30 des Mikroskop-
tisches angebracht werden, z. B. durch eine Steck-
verbindung, und sind jeweils an einen bestimmten
Typ von Mikroskop angepasst. Dies bedeutet, dass
der Mikroskoptisch 1 durch Verwendung verschie-
denartiger Adapterplatten in verschiedenen Mikros-
koptypen eingesetzt werden kann.

[0076] Die Verfahrwege des Mikroskoptisches 1
sind derart bemessen, dass wenn der Mikroskoptisch
1 in das Mikroskop eingebaut ist, der gesamte zur
Aufnahme von Objekten nutzbare Bereich einer in die
Vertiefung 6 eingesetzten Mikrotiterplatte in die opti-
sche Achse des Mikroskops verfahren werden kann.
Weiterhin ist es auch moglich, den weiteren Lochbe-
reich 8 in die optische Achse des Mikroskops zu ver-
fahren. Die Beladeposition befindet sich hinsichtlich
mindestens einer Verfahrrichtung des Mikroskopti-
sches in einer Position nahe dem maximalen Verfahr-
weg des Mikroskoptisches. Hierdurch ist die Belade-
position ausreichend weit von der optischen Achse
des Mikroskops entfernt, so dass beispielsweise das
Objektiv oder der Kondensor des Mikroskops ein Ein-
setzen von Objekttragermitteln in die Vertiefung 6
oder ihr Entnehmen daraus nicht behindert. Der Ver-
fahrweg des Mikroskoptisches 1 betragt hierfir ent-
lang der Langsrichtung 76 mm und entlang der Brei-
tenrichtung 161 mm.

[0077] Der Verfahrweg ist entlang der Breitenrich-
tung asymmetrisch ausgestaltet und betragt bezlg-
lich des Mittelpunkts der Vertiefung 6 in Richtung der
Beladeposition 102 mm und in die entgegengesetzte

Richtung 59 mm. Hierdurch werden Kollisionen mit
dem Objektiv oder Kondensor des Mikroskops beim
Einsetzen oder Entnehmen derselben in der Belade-
position vermieden.

[0078] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht der Oberplatte 10
des Mikroskoptisches 1. Die Vertiefung 6 ist als Loch-
bereich ausgestaltet, welcher die gesamte Dicke der
Oberplatte 10 durchbricht. An den Randern der Ver-
tiefung 6 bzw. des Lochbereichs sind jedoch Vor-
springe 12 ausgebildet, welche die Vertiefung zu ei-
ner Seite der Oberplatte 10 hin, d. h. nach unten, be-
grenzen. Die Vorspriinge 12 sind in Eckbereichen
des im Wesentlichen rechteckigen Bereichs der Ver-
tiefung 6 ausgebildet und ragen in den Lochbereich
hinein. Die Erstreckung der Vorspriinge 12 in den
Lochbereich hinein ist jedoch im Vergleich zu der Ge-
samtausdehnung des Lochbereichs vergleichsweise
gering, so dass nur ein geringer Anteil der Flache des
Lochbereichs von den Vorspriingen 12 verdeckt wird.
In einer Ecke des im Wesentlichen rechteckigen Be-
reichs der Vertiefung 6 ist jedoch kein Vorsprung aus-
gebildet, so dass in diesem Bereich der Spannhebel
52 ein in die Vertiefung 6 eingesetztes Objekttrager-
mittel kontaktieren und beztglich der gegenuberlie-
genden Seitenkanten der Vertiefung 6 einklemmen
und ausrichten kann. An zwei gegenuberliegenden
Seiten der Vertiefung 6 sind Ausnahmebereiche 14
ausgebildet, in welchen die Vertiefung 6 von der im
Wesentlichen rechteckigen Form einer Standard-Mi-
krotiterplatte abweicht. In den Ausnahmebereichen
14 liegen seitliche Kanten eines in die Vertiefung 6
eingesetzten Objekttragermittels frei, so dass das
Objekttragermittel an diesen Kanten leicht gegriffen
werden kann und somit das Einsetzen des Objekttra-
germittels in die Vertiefung 6 bzw. dessen Entnahme
aus der Vertiefung 6 vereinfacht wird. Die Ausnahme-
bereiche 14 kbnnen insbesondere mit einer grélReren
Tiefe versehen sein als der im Wesentlichen rechte-
ckige Bereich der Vertiefung 6, so dass es auch mog-
lich ist, unter ein in die Vertiefung 6 eingesetztes Ob-
jekttragermittel zu fassen.

[0079] Fig.7 zeigt eine alternative Ausflihrungs-
form der Vorspringe 12 in der Vertiefung 6. Die
Struktur der in Fig. 7 gezeigten Vertiefung entspricht
im Wesentlichen derjenigen von Fig. 6, wobei jedoch
die Vorspriinge 12 entlang zweier gegentberliegen-
der Kanten ausgebildet sind. Es ist jedoch wiederum
in einer Ecke 6A der Vertiefung 6 kein Vorsprung aus-
gebildet, so dass in diesem Bereich die Klemmung
des Objekttragermittels in der Vertiefung 6 erfolgen
kann.

[0080] Fig.8 zeigt schematisch jeweils in einer
Schnittansicht die Vorspriinge 12 und die Ausnahme-
bereiche 14 der Vertiefung 6. Dabei ist ein Schnitt
durch die Vorspriinge 12 mit A bezeichnet und ein
Schnitt durch die Ausnahmebereiche 14 mit B be-
zeichnet. Es ist dabei insbesondere erkennbar, dass
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die Vertiefung 6 nach unten durch die Vorspriinge 12
begrenzt ist. Zwischen den Vorspringen 12 ist ein
Lochbereich ausgebildet. In den Ausnahmeberei-
chen 14 weist die Vertiefung 6 eine grof3ere Tiefe auf,
als sie durch die Vorspriinge 12 definiert ist. Hier-
durch ist es mdglich in den Ausnahmebereichen 14,
z. B. mittels eines geeigneten Werkzeugs, auch unter
ein in die Vertiefung 6 eingesetztes Objekttragermit-
tel zu fassen.

[0081] Fig.9 zeigt eine perspektivische Unteran-
sicht der Oberplatte 10. Wie es aus Fig. 9 ersichtlich
ist, sind auf der Unterseite der Oberplatte 10 ver-
schiedenartige Vertiefungen ausgebildet. Insbeson-
dere ist auf der Unterseite der Oberplatte 10 eine Ver-
tiefung 15 ausgebildet, welche dazu bestimmt ist, den
Spannhebel 52 der Haltemittel 50 aufzunehmen.
Durch diese Vertiefung 15 wird gewahrleistet, dass
der Spannhebel 52 seitlich an das in die Vertiefung 6
eingesetzte Objekttragermittel angreifen kann. Die
Vertiefung 15 umfasst dabei einen Vertiefungsbe-
reich 16 mit einer gréfReren Tiefe als die Vertiefung
15, wobei der Vertiefungsbereich 16 dazu bestimmt
ist, die Verdickung an dem zweiten Ende 52B des
Spannhebels 52 aufzunehmen. Insgesamt ermdg-
licht diese Ausgestaltung der Oberplatte 10 ein zu-
verlassiges seitliches Einklemmen von Objekttrager-
mitteln in der Vertiefung 6.

[0082] Fig. 10 zeigt ein Beispiel eines Einsatzes 60
zur Aufnahme von Objekttragermitteln. Der Einsatz
60 ist zur Aufnahme von drei Glas-Objekttragern aus-
gestaltet. Der Einsatz 60 weist eine im Wesentlichen
rechteckige Gestalt auf, wobei seine Lange und Brei-
te derjenigen einer Standard-Mikrotiterplatte ent-
spricht. Dies bedeutet speziell, dass der Einsatz eine
Lange von 85,5 mm und eine Breite von 127,8 mm
aufweist. Der Einsatz ist somit in die Vertiefung 6 des
zuvor beschriebenen Mikroskoptisches 1 einsetzbar.
Weiterhin kann der Einsatz in einer Vielzahl von La-
borgeraten verwendet werden, welche an die Ab-
messungen einer Standard-Mikrotiterplatte ange-
passt sind.

[0083] Der Einsatz 60 weist drei Vertiefungen 61
auf, welche jeweils zur Aufnahme eines Objekttrager-
mittels 100 in Form eines Glas-Objekttragers geeig-
net sind. Hierfir umfassen die Vertiefungen jeweils
einen im Wesentlichen rechteckigen Bereich, dessen
Lange und Breite mindestens der Lange und Breite
eines der Glas-Objekttrager entspricht. Weiterhin ist
in dem Einsatz 60 ein Lochbereich 68 ausgebildet,
welcher es somit ermoglicht, die Objekttragermittel
100 mittels des Einsatzes 60 in den Lichtpfad eines
Mikroskops einzubringen. An einer Seite der Vertie-
fungen 61 sind Haltemittel 62 angebracht, welche je-
weils eines der Objekttragermittel 100 durch seitliche
Klemmung zwischen den Haltemitteln 62 und Seiten-
wanden der Vertiefung in der jeweiligen Vertiefung 61
halten und ausrichten.

[0084] Fig. 11A zeigt eine Querschnittsansicht des
Einsatzes 60, wobei erkennbar ist, dass die Haltemit-
tel 62 mittels eines auf der gegentberliegenden Seite
des Einsatzes 60 angebrachten Gegenstlicks 64 in
der Ebene des Einsatzes 60 gegen die Federkraft ei-
nes Federmittels 66 verschiebbar angebracht sind.
Fig. 11B zeigt eine Draufsicht des Einsatzes 60. Es
ist erkennbar, dass in jeder der Vertiefungen 61 des
Einsatzes 60 ein Haltemittel 62 in Form eines Schie-
bers angeordnet ist, welches das Objekttragermittel
100 in Form eines Glas-Objekttragers in der Vertie-
fung 61 halt und ausrichtet. Der Lochbereich 68 ragt
seitlich Gber die in dem Einsatz angeordneten Objekt-
tragermittel 100 hinaus, so dass diese auf einfache
Weise durch seitliches Fassen aus dem Einsatz 60
entnommen werden kdnnen. Weiterhin sind an den
Randern der Vertiefungen 61 Ausnahmebereiche 69
ausgebildet, welche wiederum das Einsetzen bzw.
Entnehmen von Objekttragermitteln 100 erleichtert.

[0085] Bei den Objekttragermitteln 100 handelt es
sich speziell um Objekttrager, welche der Norm DIN
ISO 8037-1 genligen, d.h. eine Breite von 25-26 mm
und eine Lange von 75-76 mm aufweisen.

[0086] Fig. 11C zeigt schematisch eine Schnittan-
sicht durch den Einsatz 60. Der in dem Einsatz aus-
gebildete Lochbereich 68 umfasst an seinen Ran-
dern Vorspriinge 65, welche die Vertiefung 61 zu ei-
ner Seite des Einsatzes 60 hin, d. h. nach unten, be-
grenzen. Die Tiefe der Vertiefung 61 ist derart ge-
wahlt, dass eine obere Begrenzungsflache eines in
den Einsatz 60 eingesetzten Objekttragermittels 100
im Wesentlichen blindig mit der oberen Begren-
zungsflache des Einsatzes 60 ausgerichtet ist. Die
Vorsprunge 65 sind an ihrer unteren, von dem Ob-
jekttragermittel 100 abgewandten Seite, mit einer
schragen Kante versehen, so dass sich der Lochbe-
reich 68 nach unten hin vergrof3ert. Hierdurch wird es
beispielsweise vereinfacht, ein Objektiv auch von un-
ten an das Objekttragermittel 100 anzunahern, ohne
dass Behinderungen durch die Kanten des Lochbe-
reichs 68 auftreten.

[0087] In Fig. 12A und Fig. 12B ist das Haltemittel
62 des Einsatzes 60 separat dargestellt. Dabei han-
delt es sich bei Fig. 12A um eine Seitenansicht des
Haltemittels 62. Das Haltemittel 62 hat in dem Ein-
satz 60 die Funktion eines Schiebers, welcher zum
Einsetzen eines Objekttragermittels 100 gegen die
Federkraft des Federmittels 66 verschoben werden
kann. Nach Einsetzen des Objekttragermittels 100
wird dieses durch die Federkraft des Federmittels 66
seitlich gegen die Seitenwande der Vertiefung 61 ge-
klemmt. Zum erleichterten Verschieben des Haltemit-
tels 62 weist dieses an seiner oberen Begrenzungs-
flache aufgeraute Bereiche 62a auf. Durch diese er-
gibt sich ein verbesserter Halt zum seitlichen Ver-
schieben des Haltemittels 62. Fig. 12B zeigt eine
Draufsicht des Haltemittels 62, wobei erkennbar ist,
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dass das Haltemittel 62 eine im Wesentlichen strei-
fenférmige Gestalt aufweist. An einem Ende 62b des
Haltemittels 62 ist die Breite des Haltemittels 62 ver-
gréRert und es ist eine schrage Kante 62b ausgebil-
det, welche dazu bestimmt ist, mit einer Ecke des Ob-
jekttragermittels 100 in Kontakt zu geraten, um die-
ses in der Vertiefung 61 des Einsatzes 60 einzuklem-
men und auszurichten. Die schrige Kante 62b ge-
wahrleistet dabei, dass die Ausrichtung gleichzeitig
sowohl entlang der Langsrichtung als auch entlang
der Breitenrichtung des Einsatzes erfolgt.

[0088] Fig. 13 zeigt perspektivisch ein weiteres Bei-
spiel fur einen Einsatz 80 zur Aufnahme von Objekt-
tragermitteln. Fig. 14 zeigt eine Draufsicht des Ein-
satzes 80. Der Einsatz 80 ist zur Aufnahme von Ob-
jekttragermitteln 100 in Form von Glas-Objekttragern
ausgestaltet. Insbesondere kénnen in dem Einsatz
80 vier Glas-Objekttrager nebeneinander entlang der
Breitenrichtung des Einsatzes 80 angeordnet wer-
den. Die Objekttragermittel 100 liegen dabei an ihren
langeren Seitenkanten aneinander an. Die Struktur
des Einsatzes 80 entspricht im Wesentlichen der
Struktur des Einsatzes 60, wobei jedoch nur eine Ver-
tiefung 81 vorgesehen ist, welche zur Aufnahme von
insgesamt vier der Objekttragermittel 100 geeignet
ist. In dem Einsatz 80 ist ein dem Lochbereich 68 des
Einsatzes 60 entsprechender Lochbereich 88 ausge-
bildet. Haltemittel 82 des Einsatzes 80 entsprechen
den Haltemitteln 62 des Einsatzes 60, wobei jedoch
fur die insgesamt vier Objekttragermittel 100 lediglich
ein gemeinsames Haltemittel 82 vorgesehen ist. Der
Einsatz 80 ist derart ausgestaltet, dass die Objekttra-
germittel 100 direkt aneinander grenzend nebenein-
ander in die Vertiefung 81 eingesetzt werden kénnen.
Durch das Haltemittel 82 werden die Objekttragermit-
tel gegeneinander und gleichzeitig gegen die Seiten-
wande der Vertiefung 81 geklemmt und somit in der
Vertiefung 81 gehalten und ausgerichtet. Um zu ver-
hindern, dass die Objekttragermittel 100, welche
durch die Federkraft der Haltemittel 82 seitlich ge-
geneinander gedriickt werden, unter diesem Druck
nach oben ausweichen, ist auf einer den Haltemitteln
82 gegenuberliegenden Seite des Einsatzes 80 ein
Uberhang 84 ausgebildet, welcher iiber die Objekt-
tragermittel 100 hinausragt. Dieser Uberhang kann
beispielsweise durch ein Abdeckblech gebildet sein,
welches von oben auf den Rand der Vertiefung 81
aufgeklebt ist.

[0089] Fig. 15 zeig ein weiteres Beispiel eines Ein-
satzes 70 zur Aufnahme von Objekttragermitteln. Der
Einsatz 70 ist in Fig. 15 perspektivisch dargestellt.
Fig. 16 zeigt eine Draufsicht des Einsatzes 70. Der
Einsatz 70 ist zur Aufnahme von runden Objekttra-
germitteln 110, z. B. in Form einer Petri-Schale, aus-
gestaltet. Die aulere Form des Einsatzes 70 ent-
spricht derjenigen der Einsatze 60 und 80. In dem
Einsatz 70 ist jedoch abweichend von den Einsatzen
60 und 80 eine kreisférmige Vertiefung 71 ausgebil-

det, welche zur Aufnahme einer Petri-Schale geeig-
net ist. Innerhalb der kreisférmigen Vertiefung 71 ist
konzentrisch ein ebenfalls kreisférmiger Lochbereich
78 ausgebildet, welcher einen geringeren Durchmes-
ser aufweist als die Vertiefung 71. In der Vertiefung
71 ist somit ein kreisférmig umlaufender Vorsprung
ausgebildet, welcher, dhnlich wie die Vorspriinge 65
des Einsatzes 60, die Vertiefung 71 nach unten be-
grenzt.

[0090] Der Einsatz 70 weist Haltemittel 72 auf, wel-
che in ihrer Funktion im Wesentlichen denjenigen der
Einsatze 60 und 80 entsprechen, d. h. als Schieber
ausgebildet sind. Im Unterschied zu den zuvor be-
schriebenen Haltemitteln 62, 82 greifen die Haltemit-
tel 72 jedoch in einer radialen Richtung an ein in die
Vertiefung 71 eingesetztes Objekttragermittel 110 an.
HierflUr ist das Haltemittel als Schieber radial gegen
eine Federkraft nach auf3en verschiebbar ausgestal-
tet. Ein in die Vertiefung eingesetztes Objekttrager-
mittel 110 wird somit durch die Federkraft des Halte-
mittels 72 seitlich in Richtung der dem Haltemittel 72
gegenuberliegenden Seitenwande der Vertiefung 71
gedruickt.

[0091] Das Objekttragermittel 110 weist einen Au-
Rendurchmesser auf, welcher geringflgig kleiner ist
als der Durchmesser der Vertiefung 71. Hieraus er-
gibt sich auch eine abweichende Krimmung der Au-
Renkanten des Objekttragermittels 110 und der Sei-
tenwande der Vertiefung 71. Um trotz dieser abwei-
chenden Krimmungen eine zuverlassige Klemmung
des Objekttragermittels 110 in der Vertiefung 71 zu
gewabhrleisten, sind an zwei Punkten an der Seiten-
wand der Vertiefung 71 Stifte 74 angebracht, welche
geringflgig in die Vertiefung 71 hineinragen. Die Stif-
te 74 bilden somit Kontaktpunkte fir die Klemmung
des Objekttragermittels 110 in der Vertiefung 71.
Durch die Stifte 74 wird die Klemmung und Ausrich-
tung des Objekttragermittels 110 in dem Einsatz 70
verbessert und es ist eine geringere Passgenauigkeit
fur das kreisformige Objekttragermittel 110 und die
kreisférmige Vertiefung 71 erforderlich.

[0092] Die oben beschriebenen Einsatze sind auf-
grund ihrer Gestalt und Bemessung zum Einsetzen in
die Vertiefung 6 des Mikroskoptisches 1 geeignet.
Dies bedeutet, dass der Mikroskoptisch 1 als Objekt-
tragermittel zunachst eine Standard-Mikrotiterplatte
verwenden kann, jedoch auch eine Vielzahl anderer
Objekttragermittel, die Ausmale aufweisen, welche
diejenigen einer Standard-Mikrotiterplatte nicht Uber-
steigen. Hierfiir werden die verschiedenen oben be-
schriebenen Einsatze verwendet.

[0093] Neben den oben beschriebenen Einsatzen
ist eine Vielzahl weiterer Formen von Einsatzen
denkbar, welche jeweils an bestimmte Objekttrager-
mittel angepasst sind, um diese in dem Mikroskop-
tisch 1 anordnen zu kénnen.
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[0094] In diesem Zusammenhang kann es beson-
ders vorteilhaft sein, die Einsatze zusatzlich mit einer
Codierung zu versehen und den Mikroskoptisch 1 mit
Mitteln zum Erfassen dieser Codierung zu versehen,
so dass das Anfahren von Objekttragermitteln in den
Einsatzen weitergehend automatisiert werden kann.
So kdénnte eine Steuereinheit zum Verfahren des Mi-
kroskoptisches 1 automatisch verschiedene Positio-
nen von Objekttragermitteln in dem Einsatz anfahren.

[0095] Auferdem sind die Vertiefung 6 und die Ein-
satze 60, 70, 80 im Rahmen der Vorgaben des AN-
SI/SBS 1-2004 Standards in ihrer Formgebung so
gestaltet, dass sie nurin einer Orientierung in die Ver-
tiefung 6 eingesetzt werden kénnen. Dies ist bei den
dargestellten Beispielen dadurch bewerkstelligt, dass
eine Ecke der Einsatze 60, 70, 80 und der Vertiefung
6 spitz gestaltet ist, wahrend die anderen Ecken mit
Abrundungen versehen sind.

Patentanspriiche

1. Mikroskoptisch fir ein Mikroskopsystem mit ei-
ner Lasereinrichtung zum Katapultieren von Objek-
ten von einem Objekttragermittel in eine Auffangvor-
richtung,

— mit einer Vertiefung (6) im Mikroskoptisch zur Auf-
nahme des Objekttragermittels,

— wobei die Vertiefung (6) derart bemessen ist, dass
sie zur Aufnahme einer Standard-Mikrotiterplatte ge-
eignet ist,

— wobei der Mikroskoptisch (1) einen neben der Ver-
tiefung (6) angeordneten Lochbereich (8) aufweist,
der in eine Beobachtungsposition verfahrbar ist, in
der die optische Achse des Mikroskopsystems durch
den Lochbereich (8) hindurch verlauft und der Licht-
pfad zur Beobachtung von in die Auffangvorrichtung
katapultierten Objekten freigegeben ist.

2. Mikroskoptisch nach Anspruch 1, wobei die
Vertiefung (6) in der Ebene des Mikroskoptisches (1)
einen im Wesentlichen rechteckigen Bereich mit ei-
ner Lange von mindestens 86 mm und einer Breite
von mindestens 128,3 mm umfasst.

3. Mikroskoptisch nach einem der Anspriche 1
oder 2, umfassend Haltemittel (50), welche dazu ge-
eignet sind, ein in die Vertiefung eingesetztes Objekt-
tragermittel durch Klemmung in der Vertiefung (6) zu
halten und auszurichten.

4. Mikroskoptisch nach Anspruch 3, wobei die
Haltemittel (50) derart ausgestaltet sind, dass die
Klemmung seitlich zwischen den Haltemitteln (50)
und Seitenwanden der Vertiefung (6) erfolgt.

5. Mikroskoptisch nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei der Mikroskoptisch (1) entlang
einer Langsrichtung und einer Breitenrichtung ver-
fahrbar ausgestaltet ist, wobei ein maximaler Verfahr-

weg des Mikroskoptisches (1) entlang der Langsrich-
tung mindestens der Lange eines zur Aufnahme von
Objekten nutzbaren Bereichs einer Standard-Mikroti-
terplatte entspricht und ein maximaler Verfahrweg
des Mikroskoptisches (1) in der Breitenrichtung min-
destens der Breite dieses zur Aufnahme von Objek-
ten nutzbaren Bereichs entspricht.

6. Mikroskoptisch nach Anspruch 5, wobei die
maximalen Verfahrwege derart gestaltet sind, dass
der Mikroskoptisch (1) in eine Beladeposition verfah-
ren werden kann.

7. Mikroskoptisch nach Anspruch 6, wobei die
Beladeposition beziiglich mindestens einer der Ver-
fahrrichtungen nahe dem maximalen Verfahrweg des
Mikroskoptisches (1) angeordnet ist.

8. Mikroskoptisch nach einem der Anspriiche 3
oder 4 und einem der Anspriiche 6 oder 7, wobei die
Haltemittel (50) derart ausgestaltet sind, dass die
Klemmung des Objekttragermittels in der Beladepo-
sition automatisch gel6st wird.

9. Mikroskoptisch nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, wobei innerhalb der Vertiefung (6)
ein Lochbereich (4) ausgebildet ist.

10. Mikroskoptisch nach Anspruch 9, wobei die
Vertiefung (6) als Lochbereich ausgebildet ist, wobei
an Randern des Lochbereichs Vorspriinge (12) aus-
gebildet sind, welche die Vertiefung nach unten be-
grenzen.

11. Mikroskoptisch nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, wobei die Vertiefung (6) mindestens
einen an ihrem Rand ausgebildeten Ausnahmebe-
reich (14) umfasst.

12. Mikroskoptisch nach Anspruch 5 und einem
der vorhergehenden Anspriiche, wobei der maximale
Verfahrweg des Mikroskoptisches (1) entlang der
Langsrichtung mindestens 76 mm betragt und der
maximale Verfahrweg entlang der Breitenrichtung
mindestens 161 mm betragt.

13. Mikroskoptisch nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, wobei die obere Begrenzungsflache
des Mikroskoptisches (1) eine flache Tischebene bil-
det, Uber welche keine Komponente des Mikroskop-
tisches (1) hinausragt.

14. Mikroskoptischsystem mit einem Mikroskop-
tisch (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche
und einem Einsatz (60; 70; 80) zur Aufnahme eines
Objekttragermittels (100; 110), wobei der Einsatz (60;
70; 80) eine im Wesentlichen rechteckige Form mit
einer Breite und einer Lange aufweist, welche der
Breite bzw. Lange einer Standard-Mikrotiterplatte
entspricht, so dass der Einsatz (60; 70; 80) in die Ver-
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tiefung (6) des Mikroskoptisches (1) einsetzbar ist.

15. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 14,
wobei der Einsatz (60; 70; 80) eine Lange von unge-
fahr 85,5 mm und eine Breite von ungefahr 127,8 mm
aufweist.

16. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 14
oder 15, wobei der Einsatz mindestens eine Vertie-
fung (61; 71; 81) aufweist, welche zur Aufnahme min-
destens eines Objekttragermittels (100; 110) geeig-
net ist.

17. Mikroskoptischsystem nach einem der An-
spriiche 14 bis 16, wobei der Einsatz (60; 70; 80) Hal-
temittel (62; 72; 82) zum Halten des mindestens ei-
nen Objekttragermittels (100; 110) in dem Einsatz
(60; 70; 80) aufweist.

18. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 17,
wobei die Haltemittel (62; 72; 82), dazu ausgestaltet
sind, das mindestens eine Objekttragermittel (100;
110) durch Klemmung in dem Einsatz (60; 70; 80) zu
halten und auszurichten.

19. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 16 und
Anspruch 18, wobei die Haltemittel (62; 72; 82) derart
ausgestaltet sind, dass die Klemmung seitlich zwi-
schen Seitenwanden der mindestens einen Vertie-
fung (61; 71; 81) und den Haltemitteln (62; 72; 82) er-
folgt.

20. Mikroskoptischsystem nach einem der An-
spriche 14 bis 19, wobei der Einsatz (60; 70) zur Auf-
nahme mindestens eines Objekttragermittels (100) in
Form eines Glas-Objekttragers ausgestaltet ist.

21. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 16 und
Anspruch 20, wobei die mindestens eine Vertiefung
(61; 81) einen im Wesentlichen rechteckigen Bereich
umfasst, welcher eine Lange und eine Breite auf-
weist, welche mindestens der Lange bzw. Breite des
Glas-Objekttragers entspricht.

22. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 21,
wobei die Lange oder die Breite der Vertiefung (81)
mindestens einem ganzzahligen Vielfachen der Brei-
te oder Lange eines Glas-Objekttragers entspricht,
so dass in der Vertiefung (81) mehrere Glas-Objekt-
trager nebeneinander angeordnet werden kénnen.

23. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 21
oder 22, wobei der Einsatz (60) mehrere Vertiefun-
gen (61) umfasst, welche jeweils einen im Wesentli-
chen rechteckigen Bereich umfassen, der eine Lange
und eine Breite aufweist, welche mindestens der Lan-
ge bzw. Breite des Glas-Objekttragers entspricht.

24. Mikroskoptischsystem nach einem der An-
spriche 14 bis 19, wobei der Einsatz (80) zur Aufnah-

me eines Objekttragermittels (110) in Form einer Pe-
tri-Schale ausgestaltet ist.

25. Mikroskoptischsystem nach Anspruch 16 und
24, wobei der Einsatz (70) eine kreisférmige Vertie-
fung (71) umfasst, deren Durchmesser mindestens
dem Durchmesser der Petri-Schale entspricht.

26. Mikroskoptischsystem nach einem der An-
spriche 14 bis 25, wobei der Einsatz (60; 70; 80) ei-
nen Lochbereich (68; 78; 88) umfasst.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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